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摘要(译)

一种通用微机电（MEMS）纳米传感器平台，具有基板和导电层，其在
表面上以图案沉积以同时制造多个器件，图案化的绝缘层，其中所述绝
缘层被配置为暴露出一个或多个部分。导电层和沉积在导电层的暴露部
分上的一个或多个功能化层，以在单个MEMS制造的器件上产生多重感
测能力。功能化层适于提供从由以下组成的组中选择的一个或多个换能
器传感器类：用于化学和物理变量的辐射，电化学，电子，机械，磁和
热传感器，并且为一个或多个产生多于一种类型的传感器。需要监控的
重要参数。
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